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Abstract In a conventional processing, aspheric surface was generated with precision grinder, and its surface 
roughness is 0.4 μm. So the surface roughness has improved to 0.01 μm by constant pressure polishing. 
However, accuracy of aspheric shape has deteriorated by the polishing. Then I have developed a new  
polishing technique which generate accurate aspheric surface within 0.1 μm deviation by controlling density 
of polishing pad path.  
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q ：研磨圧力  
とあらわされる． 
 










本方法では，目標研磨量分布 ie と研磨量分布 ju




跡密度 jd を求める．ε を最小にするには， jd に
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Fig. 1 Calculation Model of Polishing 
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となる．上記計算から分かるように，研磨パッド


















Hobson 製 Form Talysurf S2）を使い，測定結果の
テキストファイルをパソコンに転送した．パソコ
ンでは，このファイルに基づいて軌跡密度を計算
し，研磨用の G コードのプログラムを出力した． 
3.2 研磨試料 
研磨試料として，非球面創成機（東芝機械製




































Fig. 2 Aspheric Workpiece 



































































































磨能率が GC#4000 の 1/10 以下である粒径 0.1μm
のダイヤモンド砥粒を使って，研磨した．研磨面



















Fig. 5 Relationship between Square Root of Polishing 
Frequency(N) and Standard Deviation(σ) of 
Material Removal 
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Fig. 6 Improvement in Accuracy of Aspheric Surface 
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